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Czujnik do pomiaru wilgotnosci gazu

Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiaru wilgotnosci gazu pracujagcy na zasadzie pomiaru
temperatury mokrego termometru.

Dotychczas w suszarniach przemystowych, do prowadzenia procesu suszenia wed tug zalozonych paramet-
row znalazty zastosowanie do pomiaru wiigotnosci powietrza higrometry z ogrzewanym czujnikiem, higrometry
higroskopijne i psychrometry. Najbardziej zblizonym urzadzeniem porniarowym do czujnika wedfug wynalazku
s psychrometry o réznej konstrukcji. Wszystkie one sktadajy sie z dwoéch termometrow suchego i mokrego.
Termometr mokry bedacy podstawowym elementem psychrometru skiada sie z termometru dowolnej konstruk-
cji najczesciej rteciowego, ci$nieniowego lub opoiowego elektrycznego. Czesé pomiarowa termometru owinieta
jest specjalng tkaning przewaznie batystem, ktdrej doina czes$é zanurzona jest w otwartym naczynku z woda
destylowana. Dla prawidtowych wskazan termometru mokrego, nieodzownym jest by odlegtosé dolnej czesci
termometru od zwierciadta wody wynosila 20—25 mm. Elementem odparowywujacym wode destylowang jest
wytacznie tkanina. Z zasady pracy psychrometru wynika szereg niedogodnosci. Po pierwsze zwierciadto wody
destylowanej w naczynku znajdujacym sie bezposrednio pod termometrem owinietym tkaning, musi byé
utrzymywane na statym poziomie, co w warunkach przemystowych przy wielu punktach pomiarowych
rozlokowanych na réznych poziomach, wymaga pracochtonnej stalej recznej obstugi.

Psychrometry klasyczne pracujg prawidtowo jedynie w czystym powietrzu, gdyz pyt osadzajacy sie na
tkaninie, powoduje obnizenie zdolnosci zasysania wody przez tkanine. Efektem tego zjawiska jest stale rosngcy
btad wskazan psychrometru, co zmusza do okresowej wymiany tkaniny. Z uwagi na konieczno$¢ utrzymywania
zwierciadta wody w psychrometrze na statym poziomie moze ona pracowa¢ jedynie w pozycji pionowej.

Znane s3 przemystowe psychrometry sktadajace sie z dwéch termometréw oporowych platynowych do
pomiaru temperatury suchego termometru i jednego termometru oporowego do pomiaru temperatury mokrego
termometru.

Jako zbiornik wody stuzy naczynko cylindryczne, w ktérym wymagany poziom zwierciadta wody
utrzymywany jest recznie przy pomocy zaworu odcinajgcego, zamontowanego na przewodzie wody destylowa-
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nej. W odlegtosci 20—30 mm od lustra wody znajduje sie poziomo utoZony czujnik oporowy platynowy
owiniety tkaning batystowa. Koniec tkaniny zanurzony jest w wodzie destylowanej, a za tym sq to klasyczne
psychrometry, w ktérych termometry szklane zastagpiono termometrami oporowymi elektrycznymi.

Przyrzady te posiadajg wszystkie wady klasycznego psychrometru omawiane powyzej a précz tego nie
moze byé instalowany wewnatrz komér i w kanatach suszarniczych. Wymaga okresowej wymiany tkaniny oraz
recznej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku. Czujnik wedtug wynalazku w przyktadowym wykonaniu w prze-
kroju podtuznym przedstawiony jest na rysunku. Czujnik wedtug wynalazku sktada sie z porowatej ksztattki
ceramicznej 1, wewnatrz ktérej wmontowany jest dowolnej konstrukcji termometr 2, gtowicy 10 oraz dolnego
naczynka 4. Woda destylowana doprowadzona z zewnatrz przewodem przedostaje sie rurka 5 do dolnego
zbiornika — naczynka 4 skad rurke 6 zasila gérny zbiornik 7. Dla przy$pieszenia rozruchu czujnika oraz
umozliwienia jego pracy przy usytuowaniu gtéwnego zbiornika wody destylowanej ponizej poziomu czujnika,
przewidziano odpowietrznik 8 w gtowicy czujnika.

Przewody przy termometrze elektrycznym, czy rurki 9 w przypadku termometru pneumatycznego
cis$nieniowego, wprowadzone sg na zewnatrz zbiorniczka 7.

"W gérnej czesci gtowicy 10 znajduje sie miejsce 3 na podtaczenie czujnika do instalacji zewnetrznej.

Cze$é ksztattki ceramicznej 12 i 13 znajdujacej sie w dolnym zbiorniku 4 i gérnym 7 spetnia role dtawika,
ktdéry stwarzajac duze opory przeptywu dla wody uniezaleznia prace czujnika od cisnienia zewnetrznego wody.
Dzieki temu do czujnika w przyktadowym wykonaniu mozna doprowadzi¢ wode pod cisnieniem do 1,0 atm,
gdyz podstawowym czynnikiem wywotujagcym ruch wody z obu zbiornikéw do zewnetrznej odparowywujacej
powierzchni 11 ksztattki ceramicznej 1 sg sity kapilarne porowatej masy ceramicznej,z ktérej wykonano
ksztattke.

Tak skonstrubwany czujnik moze nie tylko pracowaé w dowolnym potozeniu lecz pozwala takze na prace
w przypadku gdy poziom wody w gtédwnyr zbiorniku zasilajgcym czujnik w wode destylowang jest ponizej
poziomu usytuowania czujnika. Moze byé takze montowany wewnatrz suszarni w kanatach suszarniczych.
Metoda pomiaru wilgotnosci gazu polega podobnie jak przy klasycznym psychrometrze na pomiarze temperatury
suchego termometru oraz temperatury mokrego termometru. Znajagc w/w wielkosci odczytuje sie z tablic
wilgotnosé wzgledna gazu.

Czujnik wedtug wynalazku z uwagi na zastosowanie w jego konstrukcji porowatej ksztattki ceramicznej
jako elementu odparowywujacego wode moze pracowaé takze przy stu-procentowym nasyceniu gazu. Moze
pracowaé¢ w atmosferze pary przegrzanej do czego nie byty zdolne dotychczas stosowane higrometry w suszar-
niach przemystowych. Dolny zakres pracy czujnika jest taki sam jak dla klasycznych psychrometréw.

Omawiany czujnik jest niewrazliwy na zanieczyszczenia mechaniczne powietrza. Jesli pyt osigdzie na
zewnetrznej powierzchni ksztattki to oczyszczenie ksztattki nie nastrecza zadnych trudnosci. Wystarczy przemy¢
ksztattke ceramiczng w wodzie destylowanej. Przy duzym nalocie mozna postuzyé sie szczoteczka. Dopuszcza
sie takze zeskrobanie nalotdw z zewnetrznej powierzchni ksztattki.

Doktadno$¢ wskazari czujnika miesci sie w granicach wykonywanych przez najlepsze psychrometry. Przy
zastosowaniu czujnika wedtug wynalazku w szeregu komorach suszarnianych oddalonych od siebie mozna
zastosowac¢ centralne doprowadzenie wody, co znacznie upraszcza obstuge.

Zastrzezenia patentowe

1. Czujnik do pomiaru wilgotnosci gazu, oparty o pomiar temperatury mokrego termometru,znamien-
ny tym, ze sktada si¢ z naczynek gérnego (7) i dolnego (4) przylegtych bezposrednio do koricow podtuznej
porowatej ksztattki ceramicznej (1) wewnatrz ktérej osadzony jest termometr (2) dowolnej konstrukcji.

2. Czujnik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze cze$é ksztattki ceramicznej (1) osadzona jest
szczelnie w gérnym (7) i dolnym naczynku (4), a przestrzenie z wodq gérnego naczynka (7) i dolnego naczynka
(4) sa ze soba trwale potaczone.
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